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１．概要（Summary ） 

高温試料表面の「その場」観察のため、加熱時に電場・

磁場を発生させない赤外線加熱機構の開発を行う。市販

の赤外線発生装置をベースとして、独自に開発した試料

ステージを用いることで高温加熱中の光電子スペクトルを

高強度且つ強度変調なく測定できることが実証できた。ま

た 1170℃で加熱中の SiC 基板の光電子分光スペクトル測

定に成功した。 

 

２．実験（目的,方法）（Experimental） 

高温試料を光電子分光で「その場」観察することは、

反応中の表面を測定するオペランド観察や絶縁体試

料の光電子分光測定に極めて有用であるが、ヒーター

を用いた加熱や、電子ビーム加熱は磁場や電場が発生

してしまうため、光電子のエネルギーや強度の変調が

問題となっている。赤外線加熱は磁場や電場を発生さ

せないため、光電子分光測定中の試料加熱に適してい

る。本研究では、市販の赤外線加熱装置を放射光利用

測定に適したものに改良し、高温試料の光電子分光測

定の実証を行うことが目的である。 

 SPring-8 のシャットダウン期間中に装置に赤外線

装置を取り付けた。ビームタイムでは取り付けた装置

を用いて SiC を加熱しながら光電子分光を測定した。

比較のため、既設のヒーターを用いた傍熱加熱でも同

様の実験を行い、赤外線加熱装置ではスペクトルの変

調やシフトがないことを確かめた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 赤外線加熱装置はランプで発生した赤外線を石英

ロッドで試料まで伝播させる。このロッドが不使用時

に他のユーザーの邪魔になることが懸念された。しか

しながら、十分な検討を行なってロッドの設計を行った

結果、ロッドは他のグループの実験を妨害しないことが

確かめられた。 

 光電子分光測定位置にセットした試料に赤外線を照

射したところ、ランプの出力最大条件で SiC 基板を

1170℃まで加熱することができた。当然ながら、スペク

トルの強度変調やシフトは見られなかった。従来のヒー

ターを用いた加熱方法では、950℃においてでさえ C 1s

光電子強度が 1/10 まで減衰したことを考えると、赤外

線加熱によるメリットをはっきりと確認できた。今後は

さらなる高温化と測定可能条件の広範化を目指し、今回

明らかになった試料ホルダの改良を進めていく。 
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